Solution for researching

Maquina De Diamante Mpcvd Con Resonador Cilindrico Para

Crecimiento De Diamante En Laboratorio
Numero de articulo: KTWB315

Introduccion

Conozca la maquina MPCVD de resonador
cilindrico, el método de deposicién quimica en
fase vapor por plasma de microondas utilizado
para el crecimiento de gemas y peliculas de
diamante en las industrias de joyeria y
semiconductores. Descubra sus ventajas
econdémicas frente a los métodos HPHT
tradicionales.

Aprende més

Frecuencia de microondas 2450+15MHZ,

Potencia de salida 1[J10 KW ajustable continuamente

Estabilidad de la potencia de salida de microondas <*+1%

Fuga de microondas =2MW/cm?2

Interfaz de guia de ondas de salida: WR340, 430 con brida estandar FD-340, 430

Flujo de agua de refrigeracion: 6-12L/min

Coeficiente de onda estacionaria del sistema: VSWR = 1,5

Microondas manual Ajustador de 3 pines, cavidad de excitacién, carga de alta potencia
Fuente de alimentacidn de entrada: 380VAC/50Hz * 10%, trifésica

Sistema de
microondas

« Tasa de fuga de vacio<5 x 10-9 Pa .m3/s

La presion limite es inferior a 0,7 Pa (configuracién estandar con vacuémetro Pirani)

El aumento de presidn de la cdmara no superara los 50 Pa tras 12 horas de mantenimiento de la presién

Modo de trabajo de la cdmara de reaccién: Modo TM021 o TM023

Tipo de cavidad: Cavidad resonante cilindrica, con potencia portante maxima de 10KW, hecha de acero inoxidable 304, con capa intermedia
Camara de refrigerada por agua, y método de sellado de placa de cuarzo de alta pureza.

reaccion « Modo de admisién de aire: Entrada de aire uniforme anular superior
o Sellado al vacio: La conexién inferior de la cdmara principal y la puerta de inyeccién estan selladas con anillos de goma, la bomba de vacio y los
fuelles estan sellados con KF, la placa de cuarzo esta sellada con un anillo metélico en C, y el resto esté sellado con CF
« Ventana de observacién y medicién de la temperatura 8 puertos de observacion
o Puerto de carga de muestras delante de la cdmara
« Descarga estable dentro del rango de presiéon de 0,7KPa~30KPa (la presidn de alimentacién debe ser igualada)
« Didmetro de la mesa de muestras=72mm, érea efectiva de uso=66 mm
Soporte de a . q
—— « Plataforma de la placa base estructura de sandwich refrigerada por agua

El portamuestras puede levantarse y bajarse uniformemente de forma eléctrica en la cavidad

Disco de aire de soldadura totalmente metélico
Se utilizaran juntas de soldadura o VCR para todos los circuitos de gas internos del equipo.
Caudalimetro MFC de 5 canales, H2/CH4/O2/N/Ar. H2: 1000 sccm ;CH4:100 sccm; O2: 2 sccm; N2: 2 sccm; Ar: 10 sccm

Sistema de flujo

de gas
9 o Presion de trabajo 0.05-0.3MPa, precision +2%.
« Control de vélvula neumética independiente para cada caudalimetro de canal
« Refrigeracién por agua de 3 lineas, control en tiempo real de la temperatura y el caudal.
Sistema de o p . i & v

El flujo de agua de refrigeracion del sistema es < 50L/min.

refrigeracion
J La presién del agua de refrigeracion es<4KG, y la temperatura del agua de entrada es de 20-25 °C.
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Sensor de
temperatura

Sistema de
control

Funcién opcional

Solution for researching

o El termémetro infrarrojo externo tiene un rango de temperatura de 300-1400 °C.

e Precisién del control de temperatura < 2 °C 0 2%.

« Se adopta Siemens smart 200 PLC y control de pantalla tactil.

« El sistema tiene una variedad de programas, que pueden realizar el equilibrio automatico de la temperatura de crecimiento, el control preciso de
la presion del aire de crecimiento, el aumento automatico de la temperatura, la caida automatica de la temperatura y otras funciones.

« El funcionamiento estable del equipo y la proteccién integral del equipo se puede lograr a través de la supervision del flujo de agua, temperatura,
presion y otros parametros, y la fiabilidad y la seguridad de la operacidn se puede garantizar a través de enclavamiento funcional.

« Sistema de monitorizacién del centro
« Potencia de base del sustrato
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